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本发明公开了一种陶瓷上釉前的加工处理

工艺，其使用了一种陶瓷加工处理装置，该陶瓷

加工处理装置包括底座、固定单元以及执行单

元，底座安装在地面，固定单元和执行单元安装

在底座上，采用上述陶瓷加工处理装置对陶瓷加

工处理的工艺如下:S1、上料；S2、打磨修坯；S3、

洗水；S4、烘干；本发明可以解决现有的对陶瓷加

工处理时存在的手工打磨操作效率低下，打磨产

生的灰尘对工人健康有一定的影响，机器打磨操

作往往会存在打磨死角，从而造成陶瓷成品存在

瑕疵，并且打磨修坯后再对坯体进行洗水工作，

工序不连续造成效率低下等问题。
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1.一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其使用了一种陶瓷加工处理装置，该陶瓷加工处

理装置包括底座(1)、固定单元(2)以及执行单元(3)，其特征在于，采用上述陶瓷加工处理

装置对陶瓷加工处理的工艺如下:

S1、上料：人工将待加工的陶瓷坯体放置于固定单元(2)中，将其固定；

S2、打磨修坯：通过固定单元(2)中的工作筒对陶瓷坯体进行上部和下部进行局部打磨

修坯，同时通过执行单元(3)中的打磨机构(33)对陶瓷坯体外表面进行打磨修坯；

S3、洗水：通过执行单元(3)中的洗水机构(34)对S2步骤中的陶瓷坯体外表面进行碎屑

灰尘的清洁；

S4、烘干：将S3步骤中的陶瓷坯体烘干，准备上釉；

底座(1)安装在地面，固定单元(2)和执行单元(3)安装在底座(1)上，固定单元(2)包括

L型支架(21)，第一气缸(22)上端安装在L型支架(21)上，第一气缸(22)下端通过轴承活动

安装有第一工作筒(23)，第一工作筒(23)正下方安装有第二工作筒(24)，第二工作筒(24)

通过第一转台(25)安装在底座(1)上；

执行单元(3)包括第二转台(31)，第二转台(31)安装在底座(1)上，支撑板(32)安装在

第二转台(31)上，打磨机构(33)和洗水机构(34)分别安装在支撑板(32)左右两侧，洗水机

构(34)包括两个第三气缸(341)，第三气缸(341)固定安装在打磨机构(33)上，第三气缸

(341)的输出端安装有承载板(342)，承载板(342)左右两侧均设置有两个横向滑槽(3421)，

承载板(342)中部设有横向槽体，横向槽体中设置有同步移动组件(343)，同步移动组件

(343)包括第一齿条(3431)和第二齿条(3432)，第一齿条(3431)和第二齿条(3432)分别滑

动安装在横向槽体的下壁和上壁上，横向槽体中还设有第一齿轮(3433)，第一齿轮(3433)

分别与第一齿条(3431)和第二齿条(3432)啮合，第一齿轮(3433)与第三电机(3434)的输出

轴相连接，第三电机(3434)通过电机座安装在承载板(342)的背面，第一洗水组件(344)和

第二洗水组件(345)分别滑动安装在承载板(342)的左右两侧。

2.根据权利要求1所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述第二工作

筒(24)包括筒身(241)，筒身(241)底部安装有第一电动伸缩杆(242)，第一电动伸缩杆

(242)的输出端安装有吸盘(243)，电动转环(244)活动安装在筒身(241)内壁上，电动转环

(244)内壁周向设有若干限位柱(2441)，打磨板(245)通过限位柱(2441)与电动转环(244)

连接，限位柱(2441)一端固定安装在电动转环(244)内壁上，另一端伸入打磨板(245)中与

其滑动配合，限位柱(2441)伸入打磨板(245)一端端部设有限位块，限位柱(2441)外部套设

有第一缓冲弹簧(2442)。

3.根据权利要求2所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：打磨板(245)

上部具有弧形边缘板，弧形边缘板由下往上为逐渐向外扩结构。

4.根据权利要求1所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述打磨机构

(33)包括支撑体(331)，支撑体(331)中开有通槽，通槽中设置有螺纹杆(3311)，螺纹杆

(3311)一端与支撑板(32)活动连接，另一端与第一电机(3312)的输出轴相连接，第一电机

(3312)安装在支撑体(331)上端面，所述支撑体(331)中的通槽两侧竖直设有两个滑槽

(3313)，移动座(332)设置在支撑体(331)侧面，移动座(332)与支撑体(331)中的通槽以及

两个滑槽(3313)均为滑动配合，所述螺纹杆(3311)贯穿移动座(332)并且与移动座(332)螺

纹配合，移动座(332)侧面设有第二气缸(333)，第二气缸(333)两侧设有伸缩导杆(334)，第
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二气缸(333)以及伸缩导杆(334)末端上安装有打磨座(335)，打磨座(335)一侧面设有两个

伸缩导向杆(336)，伸缩导向杆(336)两杆体之间为阻尼结构，伸缩导向杆(336)外套设有第

二缓冲弹簧(3361)，打磨板承载块(337)设置在伸缩导向杆(336)末端，打磨板承载块(337)

外侧面设有两个T型槽(3371)，侧打磨板(338)活动设置在打磨板承载块(337)上，侧打磨板

(338)上设有T型块(3381)，所述T型块(3381)与T型槽(3371)滑动配合，所述打磨板承载块

(337)内部设有腔体(3372)，摆动组件(339)安装在打磨板承载块(337)上。

5.根据权利要求4所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述摆动组件

(339)包括第二电机(3391)，第二电机(3391)的输出轴(3392)穿过打磨板承载块(337)伸入

到腔体(3372)中，输出轴(3392)的末端固定安装有凸轮(3393)，凸轮(3393)上设有连接轴

(3394)，连接轴(3394)的另一端与侧打磨板(338)相连接。

6.根据权利要求1所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述第一洗水

组件(344)和第二洗水组件(345)分别与第一齿条(3431)和第二齿条(3432)的末端连接，第

二洗水组件(345)包括基座(3451)和活动座(3452)，基座(3451)侧面设置有与横向滑槽

(3421)相滑动配合的滑块，基座(3451)底部为空心的长方体结构，基座(3451)底部内部中

设有若干支撑弹簧(34511)，活动座(3452)设置在基座(3451)底部的上方，活动座(3452)两

侧面分别设有竖直滑槽(34521)，支撑弹簧(34511)一端与基座(3451)内部下壁连接，另一

端与活动座(3452)的底部连接，基座(3451)底部内壁侧面设置有与竖直滑槽(34521)滑动

配合的竖直滑条，洗水海绵(3453)设置在第二洗水组件(345)的侧面，洗水海绵(3453)上部

与活动座(3452)顶部连接，下部与基座(3451)的底部连接，所述活动座(3452)内壁设有出

水孔，出水孔一端给洗水海绵(3453)供水，另一端通过软管连接水源，第一洗水组件(344)

的活动座(3442)内壁设置有竖直齿条(34422)。

7.根据权利要求6所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述第一洗水

组件(344)和第二洗水组件(345)顶部分别设置有插槽(346)和插板(347)，所述插板(347)

能够插入插槽(346)中，第一洗水组件(344)上还安装有挤压组件(348)。

8.根据权利要求7所述的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其特征在于：所述挤压组件

(348)包括挤压组件电机(3481)，挤压组件电机(3481)安装在基座(3441)侧面，挤压组件电

机(3481)的输出轴(3481)一端安装有第二齿轮(3483)，第二齿轮(3483)与所述竖直齿条

(34422)啮合。
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一种陶瓷上釉前的加工处理工艺

技术领域

[0001] 本发明属于陶瓷的加工技术领域，特别涉及一种陶瓷上釉前的加工处理工艺。

背景技术

[0002] 陶瓷是陶器与瓷器的统称，同时也是我国的一种工艺美术品，随着社会的发展，陶

瓷制品广泛出现在人们的生活之中，成为重要的装饰品和生活用品，陶瓷在制作过程中需

要经过上釉工序，上釉前往往需要对陶瓷坯体进行修整，之后再经过洗水才进行上釉工序，

现有修整坯体一般是手工打磨操作或者机器打磨操作，但是往往会存在如下问题：手工打

磨操作效率低下，打磨产生的灰尘对工人健康有一定的影响，机器打磨操作往往会存在打

磨死角，从而造成陶瓷成品存在瑕疵，并且打磨修坯后再对坯体进行洗水工作，工序不连续

造成效率低下等问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供的一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，解决了现有技术中存

在的问题。

[0004] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0005] 一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其使用了一种陶瓷加工处理装置，该陶瓷加工

处理装置包括底座、固定单元以及执行单元，采用上述陶瓷加工处理装置对陶瓷加工处理

的工艺如下:

[0006] S1、上料：人工将待加工的陶瓷坯体放置于固定单元中，将其固定；

[0007] S2、打磨修坯：通过固定单元中的工作筒对陶瓷坯体进行上部和下部进行局部打

磨修坯，同时通过执行单元中的打磨机构对陶瓷坯体外表面进行打磨修坯；

[0008] S3、洗水：通过执行单元中的洗水机构对S2步骤中的陶瓷坯体外表面进行碎屑灰

尘的清洁；

[0009] S4、烘干：将S3步骤中的陶瓷坯体烘干，准备上釉；

[0010] 底座安装在地面，固定单元和执行单元安装在底座上，固定单元包括L型支架，第

一气缸上端安装在L型支架上，第一气缸下端通过轴承活动安装有第一工作筒，第一工作筒

正下方安装有第二工作筒，第二工作筒通过第一转台安装在底座上；

[0011] 执行单元包括第二转台，第二转台安装在底座上，支撑板安装在第二转台上，打磨

机构和洗水机构分别安装在支撑板左右两侧，洗水机构包括两个第三气缸，第三气缸固定

安装在打磨机构上，第三气缸的输出端安装有承载板，承载板左右两侧均设置有两个横向

滑槽，承载板中部设有横向槽体，横向槽体中设置有同步移动组件，同步移动组件包括第一

齿条和第二齿条，第一齿条和第二齿条分别滑动安装在横向槽体的下壁和上壁上，横向槽

体中还设有第一齿轮，第一齿轮分别与第一齿条和第二齿条啮合，第一齿轮与第三电机的

输出轴相连接，第三电机通过电机座安装在承载板的背面，第一洗水组件和第二洗水组件

分别滑动安装在承载板的左右两侧。
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[0012] 进一步地，所述第二工作筒包括筒身，筒身底部安装有第一电动伸缩杆，第一电动

伸缩杆的输出端安装有吸盘，电动转环活动安装在筒身内壁上，电动转环内壁周向设有若

干限位柱，打磨板通过限位柱与电动转环连接，限位柱一端固定安装在电动转环内壁上，另

一端伸入打磨板中与其滑动配合，限位柱伸入打磨板一端端部设有限位块，限位柱外部套

设有第一缓冲弹簧。

[0013] 进一步地，所述打磨板上部具有弧形边缘板，弧形边缘板由下往上为逐渐向外扩

结构。

[0014] 进一步地，所述打磨机构包括支撑体，支撑体中开有通槽，通槽中设置有螺纹杆，

螺纹杆一端与支撑板活动连接，另一端与第一电机的输出轴相连接，第一电机安装在支撑

体上端面，所述支撑体中的通槽两侧竖直设有两个滑槽，移动座设置在支撑体侧面，移动座

与支撑体中的通槽以及两个滑槽均为滑动配合，所述螺纹杆贯穿移动座并且与移动座螺纹

配合，移动座侧面设有第二气缸，第二气缸两侧设有伸缩导杆，第二气缸以及伸缩导杆末端

上安装有打磨座，打磨座一侧面设有两个伸缩导向杆，伸缩导向杆两杆体之间为阻尼结构，

伸缩导向杆外套设有第二缓冲弹簧，打磨板承载块设置在伸缩导向杆末端，打磨板承载块

外侧面设有两个T型槽，侧打磨板活动设置在打磨板承载块上，侧打磨板上设有T型块，所述

T型块与T型槽滑动配合，所述打磨板承载块内部设有腔体，摆动组件安装在打磨板承载块

上。

[0015] 进一步地，所述摆动组件包括第二电机，第二电机的输出轴穿过打磨板承载块伸

入到腔体中，输出轴的末端固定安装有凸轮，凸轮上设有连接轴，连接轴的另一端与侧打磨

板相连接。

[0016] 进一步地，所述第一洗水组件和第二洗水组件分别与第一齿条和第二齿条的末端

连接，第二洗水组件包括基座和活动座，基座侧面设置有与横向滑槽相滑动配合的滑块，基

座底部为空心的长方体结构，基座底部内部中设有若干支撑弹簧，活动座设置在基座底部

的上方，活动座两侧面分别设有竖直滑槽，支撑弹簧一端与基座内部下壁连接，另一端与活

动座的底部连接，基座底部内壁侧面设置有与竖直滑槽滑动配合的竖直滑条，洗水海绵设

置在第二洗水组件的侧面，洗水海绵上部与活动座顶部连接，下部与基座的底部连接，所述

活动座内壁设有出水孔，出水孔一端给洗水海绵供水，另一端通过软管连接水源，第一洗水

组件的活动座内壁设置有竖直齿条。

[0017] 进一步地，所述第一洗水组件和第二洗水组件顶部分别设置有插槽和插板，所述

插板能够插入插槽中，第一洗水组件上还安装有挤压组件。

[0018] 进一步地，所述挤压组件包括挤压组件电机，挤压组件电机安装在基座侧面，挤压

组件电机的输出轴一端安装有第二齿轮，第二齿轮与所述竖直齿条啮合。

[0019] 本发明的有益效果：

[0020] 一、本发明所述的第一工作筒和第二工作筒能够对陶瓷件打磨加工时容易形成死

角的部位进行彻底打磨处理，提高了陶瓷成品的质量；

[0021] 二、本发明所述的打磨机构能够适应陶瓷件外表面不平整的情况，并且通过摆动

组件带动侧打磨板上下移动与陶瓷件在固定单元中的转动相配合，能够充分对陶瓷件外表

面进行打磨处理；

[0022] 三、本发明洗水机构的设置能够使得洗水工序快速对接打磨工序，提升了工作效
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率，同时洗水机构能够实现自清洁功能，节约了人工清洁的人力和时间。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的

附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领

域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附

图。

[0024] 图1为本发明的结构示意图；

[0025] 图2为本发明的固定转动单元的剖视图；

[0026] 图3为本发明图2中B的局部放大示意图；

[0027] 图4为本发明图1中A的局部剖视图；

[0028] 图5为本发明洗水机构的正视图；

[0029] 图6为本发明图5中A‑A向的剖视图；

[0030] 图7为本发明工作示意图；

具体实施方式

[0031] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0032] 请参阅图1至图7所示，一种陶瓷上釉前的加工处理工艺，其使用了一种陶瓷加工

处理装置，该陶瓷加工处理装置包括底座1、固定单元2以及执行单元3，采用上述陶瓷加工

处理装置对陶瓷加工处理的工艺步骤如下:

[0033] S1、上料：人工将待加工的陶瓷坯体放置于固定单元2中，将其固定；

[0034] S2、打磨修坯：通过固定单元2中的工作筒对陶瓷坯体进行上部和下部进行局部打

磨修坯，同时通过执行单元3中的打磨机构33对陶瓷坯体外表面进行打磨修坯；

[0035] S3、洗水：通过执行单元3中的洗水机构34对S2步骤中的陶瓷坯体外表面进行碎屑

灰尘的清洁；

[0036] S4、烘干：将S3步骤中的陶瓷坯体烘干，准备上釉；

[0037] 底座1安装在地面，固定单元2安装在底座1上端面一侧，执行单元3安装在底座1上

端面另一侧，固定单元2包括L型支架21，第一气缸22上端安装在L型支架21上，第一气缸22

下端通过轴承活动安装有第一工作筒23，第一工作筒23正下方安装有第二工作筒24，第二

工作筒24通过第一转台25安装在底座1上，所述第一工作筒23与第二工作筒24结构相同，此

处只描述第二工作筒24的结构，第一工作筒23的结构不再赘述，第二工作筒24包括筒身

241，筒身241底部安装有第一电动伸缩杆242，第一电动伸缩杆242的输出端安装有吸盘

243，电动转环244活动安装在筒身241内壁上，电动转环244内壁周向设有若干限位柱2441，

打磨板245通过限位柱2441与电动转环244连接，限位柱2441一端固定安装在电动转环244

内壁上，另一端伸入打磨板245中与其滑动配合，限位柱2441伸入打磨板245一端端部设有

限位块，防止从打磨板245脱落，限位柱2441外部套设有第一缓冲弹簧2442，打磨板245上部
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具有弧形边缘板，弧形边缘板由下往上为逐渐向外扩结构，便于将待加工的陶瓷件的底部

或者顶部穿过打磨板245围成的打磨板组进而置于吸盘243上。具体工作时，将待加工的陶

瓷件置于吸盘243上，此时陶瓷件的下部与打磨板245围成的打磨板组接触，启动第一气缸

22使得第一工作筒23向下，使得陶瓷件的上部与打磨板围成的打磨板组接触，顶部置于吸

盘上，此时陶瓷件被固定住第一工作筒23和第二工作筒24之间，启动电动转环244，带动打

磨板245对陶瓷件上部和下部的部位进行打磨加工，能够使得执行单元3对陶瓷件打磨加工

时容易形成死角的部位被彻底打磨处理。

[0038] 执行单元3包括第二转台31，第二转台31安装在底座1上，支撑板32安装在第二转

台31上，打磨机构33和洗水机构34分别安装在支撑板32左右两侧，打磨机构33包括支撑体

331，支撑体331中开有通槽，通槽中设置有螺纹杆3311，螺纹杆3311一端与支撑板32活动连

接，另一端与第一电机3312的输出轴相连接，第一电机3312安装在支撑体331上端面，所述

支撑体331中的通槽两侧竖直设有两个滑槽3313，移动座332设置在支撑体331侧面，移动座

332与支撑体331中的通槽以及两个滑槽3313均为滑动配合，所述螺纹杆3311贯穿移动座

332并且与移动座332螺纹配合，移动座332侧面设有第二气缸333，第二气缸333两侧设有伸

缩导杆334，第二气缸333以及伸缩导杆334末端上安装有打磨座335，打磨座335一侧面设有

两个伸缩导向杆336，伸缩导向杆336两杆体之间为阻尼结构，伸缩导向杆336外套设有第二

缓冲弹簧3361，打磨板承载块337设置在伸缩导向杆336末端，打磨板承载块337外侧面设有

两个T型槽3371，侧打磨板338活动设置在打磨板承载块337上，侧打磨板338上设有T型块

3381，所述T型块3381与T型槽3371滑动配合，所述打磨板承载块337内部设有腔体3372，摆

动组件339安装在打磨板承载块337上，摆动组件339包括第二电机3391，第二电机3391的输

出轴3392穿过打磨板承载块337伸入到腔体3372中，输出轴3392的末端固定安装有凸轮

3393，凸轮3393上设有连接轴3394，连接轴3394的另一端与侧打磨板338相连接。

[0039] 洗水机构34包括两个第三气缸341，第三气缸341固定安装在支撑体331上，第三气

缸341的输出端安装有承载板342，承载板342左右两侧均设置有两个横向滑槽3421，承载板

342中部设有横向槽体，横向槽体中设置有同步移动组件343，同步移动组件343包括第一齿

条3431和第二齿条3432，第一齿条3431和第二齿条3432分别滑动安装在横向槽体的下壁和

上壁上，横向槽体中还设有第一齿轮3433，第一齿轮3433分别与第一齿条3431和第二齿条

3432啮合，第一齿轮3433与第三电机3434的输出轴相连接，第三电机3434通过电机座安装

在承载板342的背面，第一洗水组件344和第二洗水组件345分别滑动安装在承载板342的左

右两侧，所述第一洗水组件344和第二洗水组件345分别与第一齿条3431和第二齿条3432的

末端连接，第二洗水组件345包括基座3451和活动座3452，基座3451侧面设置有与横向滑槽

3421相滑动配合的滑块，基座3451底部为空心的长方体结构，图5中C部为基座3451底部内

部透视图，基座3451底部内部中设有若干支撑弹簧34511，活动座3452设置在基座3451底部

的上方，活动座3452两侧面分别设有竖直滑槽34521，支撑弹簧34511一端与基座3451内部

下壁连接，另一端与活动座3452的底部连接，基座3451底部内壁侧面设置有与竖直滑槽

34521滑动配合的竖直滑条，洗水海绵3453设置在第二洗水组件345的侧面，洗水海绵3453

上部与活动座3452顶部连接，下部与基座3451的底部连接，所述活动座3452内壁设有出水

孔，出水孔一端给洗水海绵3453供水，另一端通过软管连接水源，所述第一洗水组件344与

第二洗水组件345区别仅在于第一洗水组件344的活动座3442内壁设置有竖直齿条34422，
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其余结构相同，在此不再赘述。第一洗水组件344和第二洗水组件345顶部分别设置有插槽

346和插板347，所述插板347能够插入插槽346中，第一洗水组件344上还安装有挤压组件

348，挤压组件348包括挤压组件电机3481，挤压组件电机3481安装在基座3441侧面，挤压组

件电机3481的输出轴3481一端安装有第二齿轮3483，第二齿轮3483与所述竖直齿条34422

啮合。

[0040] 具体工作时，固定单元2将待加工的陶瓷件固定住以后，第一工作筒23和第二工作

筒24对陶瓷件的上部和下部进行打磨处理的同时，调整第二转台31，使得打磨机构33正对

待加工的陶瓷件，启动第一电机3312带动螺纹杆3311转动，从而调整移动座332的高度到待

加工的陶瓷件的上部位置，调整第二气缸333使得侧打磨板338与待加工的陶瓷件侧面相接

触，启动第一转台25，带动置于固定单元2中的陶瓷件缓慢转动，同时启动第二电机3391，通

过凸轮3393带动侧打磨板338沿着T型槽3371上下滑动，在陶瓷件的转动和侧打磨板338的

上下移动的配合下，侧打磨板338对待加工的陶瓷件的外表面进行打磨，能够增强打磨效

果，同时启动第一电机3312，从而带动移动座332缓慢向下移动，进而完成对待加工的陶瓷

件外表面的从上往下的打磨处理，由于陶瓷件外表面会有不平整的部位，遇到相对凸起的

部位时，打磨板承载块337推动伸缩导向杆336和第二缓冲弹簧3361向后压缩，从而保持侧

打磨板338与待加工的陶瓷件侧面相接触，便于继续工作，当遇到相对凹陷的部位时，在第

二缓冲弹簧3361的回复力作用下，使得侧打磨板338与待加工的陶瓷件侧面保持密切接触，

当待加工的陶瓷件外表面打磨完成后，调整第一气缸22向上运动一定距离，继续调整第二

工作筒24中的第一电动伸缩杆242，使得待加工的陶瓷件伸出筒身241外，同样调整第一工

作筒23中的电动伸缩杆，使得吸盘伸出筒身外并压住陶瓷件的上部，此时转动第二转台31，

使得洗水机构34正对陶瓷件，调整第三气缸341使得洗水机构34靠近陶瓷件，直至陶瓷件处

于第一洗水组件344和第二洗水组件345之间，启动第三电机3434，带动第一齿轮3433转动，

从而带动第一齿条3431和第二齿条3432相向运动，进而带动基座3441和基座3451相互靠

近，直至第二洗水组件345中的洗水海绵3453和第一洗水组件344中的洗水海绵3443贴住陶

瓷件，由于洗水海绵柔软且有一定弹性，此时陶瓷件外侧面被全面的贴住洗水海绵，第一转

台25缓慢转动，带动陶瓷件与洗水海绵充分接触，进而实现对打磨完成的陶瓷件的洗水工

作，陶瓷件的洗水工作完成后，进行下一件待加工的陶瓷件的打磨时，洗水海绵通过挤压组

件348完成自清洁工作，具体的，启动第三电机3434，带动第一齿轮3433转动，从而带动第一

齿条3431和第二齿条3432相向运动，进而带动基座3441和基座3451相互靠近，直至第二洗

水组件345中的洗水海绵3453和第一洗水组件344中的洗水海绵3443相互横向挤压产生一

定变形，启动挤压组件电机3481，带动第二齿轮3483转动，从而通过竖直齿条34422带动活

动座3442向下运动，从而竖直方向挤压洗水海绵3443，并且在插槽346和插板347的配合作

用下，同时挤压洗水海绵3453，重复启动挤压组件348，使得活动座3442上下往复运动，同时

向洗水海绵供水，在横向挤压和竖直方向挤压的作用下，实现洗水海绵中的碎屑污物能够

被清理干净，便于洗水海绵对下一待加工陶瓷件的洗水工作。

[0041] 以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明，所属本技术领域的技术人员

对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离发明

的构思或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本发明的保护范围。
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图3

图4
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图6

图7
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